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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingeretchten Unterlagen entnommen 

(S) Lampen- und Reflektoranordnung 

® Die Erfindung betrifft eine Lampen- und Reflektoran- 
ordnung (1) zur Bestrahlung von Objekten in Richtungen 
einer Vorderseite (8) der Anordnung, insbesondere zur 
Strahlungserwarmung von Objekten, mit einer Kombina- 
tion einer Infra rotlampe (2) und eines Reflektors (3). Die 
Infrarotlampe (2) weist eine langgestreckte Infrarot-Strah- 
lungsquelle (5) zur Emission von Infrarotstrahlung und 
eine langgestreckte strahlungsdurchlassige Umhullung 
(4) der Infrarot-Strahlungsquelle (5) auf. Der Reflektor 
dient der Reflexion von nicht in Richtung der Vorderseite 
(8) emittierter Strahlung und erstreckt stch entlang der In- 
frarotlampe (2) in deren Langsrichtung. Die Reflektor- 
oberflache des Reflektors (3) weist quer zur Langsrich- 
tung ein zweischenkliges, sich beidseitig der Mittelebene 
der Infrarotlampe (2) erstreckendes Querschnittsprofil 
auf, gemaB dem die Schenkel der Reflektoroberflache 
von einem in der Mittelebene liegenden Schenkel (10) aus 
zunachst in ruckwartige, von der Vorderseite (8) der An- 
* ordnung wegweisende Richtungen verlaufen, im weite- 
ren Verlauf. mit zunehmendem Abstand zur Mittelebene, 
jedoch umkehren und in zur Vorderseite (8) weisende 
Richtungen verlaufen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Lampcn- und Reflektoranord- 
nung zur Bestrahlung von Objekten in Richtungen einer 
Vordcrscitc dcr Anordnung, insbcsondcrc zur Slrahlungscr- 5 
warmung von Objekten, mit einer Kombination einer Infra- 
roll ampe und eines Reflektors. Die Infrarotlampe weist eine 
langgcslrccklc mfrarot-Slrahlungsquellc zur Emission von 
Infrarotslrahlung und eine langgestreckle, strahlungsdurch- 
lassige Umhullung der Infrarot-Strahlungsquelle auf. Der 10 
Reflektor dient der Reflexion von nicht in Richtung der \for- 
derseite cmittierter Strahlung und erstreckt sich entlang der 
Infrarotlampe in deren Langsrichtung. 

Ahnliche Anordnungen sind bereits aus der Beleuch- 
tungstcchnik bckannt, wobci jcdoch anstellc einer Infrarot- 15 
Strahlungsquelle eine Lichtquelle zur Erzeugung von sicht- 
barem Licht vorgesehen ist. 

Zur Slrahlungscrwannung von Objekten sind bereits An- 
ordnungen der eingangs genannten Art vorgeschlagen wor- 
den, wobei die Reflektoroberflache des Reflektors quer zur 20 
Langsrichtung der Infrarotlampe ein trapezformiges Quer- 
schnittsprofil aufweist, welches symmetrisch zu einer Mit- 
telebene der Infrarotlampe ist. Die Mittelebene schneidet die 
Infrarot-Strahlungsquelle in der Ebene des Querschnitts 
bzw. erstreckt sich in Langsrichtung durch die Infrarot- 25 
Strahlungsquelle, falls diese in gerader Richtung verlauft 
Bet dieser Lampen- und Reflektoranordnung bildet also ein 
cbener Obcrflachcnbcrcich dcr Reflektoroberflache die 
Riickseite der Anordnung. 

Soli die von der Infrarotlampe abgegebene Infrarot-Strah- 30 
lung wesentliche Strahlungsleistung im Wellenlangenbe- 
reich des kurzen Infrarot haben (Wellenlangen kleiner als 
2 um) betragt die Oberflachentemperatur der Infrarot-Strah- 
lungsquelle mehr als 1400 K. Soil die von der Infrarotlampe 
abgegebene Infrarot-Strahlung ein spcklralcs StahlungsfluB- 35 
dichte-Maximum im Wellenlangen bereich des nahen Infra- 
rot haben (WeUenlangenbereich zwischen 0,78 pm und 
1,4 um) bctragt die Oberflachentemperatur dcr Infrarot- 
Strahlungsquelle mehr als 2100 K. Um diese Temperatur zu 
erreichen und aufrechtzuerhalten, muB die Temperatur der 40 
slrahlungsdurchlassigen Umhullung, insbesondere einer 
Quarzglasrohre, groBer als 250°C sein, sollte jedoch 550°C 
nicht uberschreiten. Bei Umhiillungstemperaturen groBer 
als 550°C nimmt die T^ebensdauer der Infrarotlampe rapide 
ab. Die Grcnztcmpcratur von 550°C ist bei Obcrflachcntcm- 45 
peraturen der Infrarot-Strahlungsquelle von mehr als 
2100 K ohne aktive Kuhlung nicht einzuhalten. Eine 
Zwangskuhlung dcr Umhullung ist fur den Bctricb dcr 
Lampe im nahen Infrarot somit unerlaBlich. 

In neuerer Zeit sind auch Anwendungen bekannt gewor- 50 
den, bei denen es auf eine reaktionsschnelle Stcuerbarkeit 
der emitucrten Strahlungsleistung ankommt. Auch flir diese 
Anwendungen wurde bereits vorgeschlagen, sowohl die 
Umhullung als auch die Reflektoroberflache zu kuhlen. Auf 
diese Weise wird einerseits die von der Umhullung bzw. der 55 
Reflektoroberflache selbst in Richtung des zu bestrahlenden 
ObjekLs ernittierte Strahlungsleistung minimiert und wird 
andererseits eine schnelle Abkiihlung der Infrarot-Strah- 
lungsquelle ermoglicht. Fur die Kuhlung der Umhullung 
und/oder der Reflektoroberflache werden bekannterrnaBen 60 
Luftstrom-Kuhlcinrichtungcn cingesctzt, die cine Zwangs- 
konvektions-Kuhlung bewirken. Bei den bekannten Luft- 
strom-Kuhleinrichtungcn erfolgt die Luftstromung in 
Langsrichtung der lumpen- und Reflektoranordnung. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Lampcn- 65 
und Reflektoranordnung der eingangs genannten Art anzu- 
geben, die die Eigenanstrahlung der I^impe redu/.iert. Eine 
wcitere Aufgabe dcr vorliegenden Erfindung ist es, den sto- 
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renden EinfluB der Umhullung auf die Bestrahlungsstarke- 
vcrlcilung, die sich durch Ubcrlagcrung dcr dircklcn und der 
reflektierten Strahlungsanteile der Strahlungsquelle ergibt, 
gering zu halten. 

Die Aufgabe wird durch cine Lampcn- und Reflektoran- 
ordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost Wei- 
terbildungen sind Gegenstand der abhangigen Anspriiche. 

GcrnaB cincm Kcrngcdankcn dcr Erfindung weist die Re- 
flektoroberflache des Reflektors quer zur Langsrichtung der 
Infrarotlampe ein zweischenkliges, sich beidseitig einer 
Mittelebene der Infrarotlampe erstreckendes, vorzugsweise 
symmetrisches, Querschnittsprofil auf. GemaB dem Quer- 
schnittsprofil verlaufen die Schenkel der Reflektoroberfla- 
che von einem in der Mittelebene liegenden Scheitel aus zu- 
nachst in ruckwartigc, von dcr Vordcrscilc dcr Anordnung 
wegweisende Richtungen (Ruckwartsrichtungen), kehren 
jedoch im weiteren Verlauf, rnit zunehmendem Abstand zur 
Mittelebene um und verlaufen in Richtungen der Vordcr- 
seite der Lampen- und Reflektoranordnung (Vorwartsrich- 
tungen). Das Profil ist also im wesentlichen W-formig. 

Durch die erflndungsgemaBe Anordnung wird zumindest 
ein Tcil der in Riickwartsrichtungen emittierten Strahlung 
der Infrarotlampe von den in Ruckwartsrichtungen verlau- 
fenden Oberflachenbereichen der Reflektoroberflache derart 
rcflckticrt, dafi cr nicht wicder auf die Strahlungsquelle und 
die Umhullung der Infrarot-Strahlungsquelle trifft Auf 
diese Weise wird vermieden, daB erneut ein Teil der Strah- 
lungscncrgic dieses Tcils dcr Strahlung von dcr Strahlungs- 
quelle und der Umhullung absorbiert und in Warme umge- 
wandelt werden. Die Lampenlebensdauer ist somit hoch und 
der Kuhlbedarf ist somit gering. Weiterhin wird der storende 
EinfluB der Um|iullung auf die Bestrahlungsstarkevertei- 
lung reduziert, indem die Ruckreflexion iiber den Reflektor 
auf die Umhullung und die damit verbundene Streuung von 
Strahlung in untcrschicdlichc Richtungen gering gchaltcn 
wird. Insbesondere laBt sich daher eine homogene Bestrah- 
lungsstarkeverteilung auf dem zu bestrahlenden Objekt bzw 
den Objekten crziclcn. 

Insbesondere bei trapezformigen Reflektorprofilen mit ei- 
nem sich weder in Vorwartsrichtungen noch in Ruckwarts- 
richtungen erslreckenden Oberflachenbereich auf der Ruck- 
seite der Infrarotlampe wird dagegen die in Richtung dieses 
Oberflachenbereichs ernittierte Strahlung zumindest in we- 
sentlichen Teilen in Richtung der Strahlungsquelle und der 
Umhullung zuriickrcflckticrt. 

Vorzugsweise verlaufen die Schenkel der Reflektorober- 
flache beidseitig der Mittelebene so weit in Vorwartsrichtun- 
gen, daB sich zumindest Tcilc dcr Infrarot-Strahlungsquelle 
zwischen den Schenkeln befinden. Dadurch findet eine Kon- 
zentration der nutzbaren, von der Lampen- und Reflektoran- 
ordnung ausgehenden Strahlung in Richtungen slatt, die im 
Bereich der zentralen Vorwartsrichtungen liegcn, wclche 
parallel zur Mittelebene bzw. Symmetrieebene der Infrarot- 
lampe verlaufen. Anders ausgedriickt wird die Strahlungs- 
leistung ah n lien der Konzentrationswirkung eines im Qucr- 
schnitt parabolischen Reflektor zu einem lediglich gering di- 
vergierenden Strahlungsbiindel kon/^nunert. Wird also die 
Bestrahlungsstarke in einer zur Mittelebene senkrechten Be- 
strahlungsebene betrachtet, so nimmt die Bestrahlungs- 
starke mit zunehmendem Abstand von der Mittelebene zu- 
nachst nur gcringfugig ab, um dann jenscits des Randcs des 
konzentrierten Strahlungsbundels mit weiter zunehmendem 
Abstand zur Mittelebene stcil abzufallen. Gegcnuber dem 
parabolischen Refleklorprofll hat das erfindungsgernaBe Re- 
flektorprofil, wie bereits vorstehend beschrieben, den Vor- 
teil, daB nur ein geringer Teil der von der Reflektoroberfla- 
che reflektierten Strahlung zuriick auf die Strahlungsquelle 
und die Umhullung fallt. 


DE 199 09 

3 

Bei einer Weiterbildung der erfindungsgemaBen Anord- 
nung wciscn die beiden Schcnkcl der Reflektoroberflache 
jeweils zumindest zwei ebene Oberflachenbereiche auf, die 
sich in Langsrichtung der Infrarot-StrahlungsqueUe erstrek- 
ken und die gcrade Teilstucke des Qucrschnittsprofils defi- 5 
niercn. Dabei verlau ft jeweils zumindest einer der Oberfla- 
chenbereiche in eine Ruckwartsrichtung und verlauft je- 
weils zumindest einer dcr Oberflachenbereiche, in groBcrcm 
Abstand zu der Mittelebene, in eine Vorwartsrichtung. Ferti- 
gungstechnisch ist eine Reflektoroberflache mit ebenen 10 
Oberflachenbereichen mit geringem Aufwand verbunden. 

Insbesondere verlauft jeweils einer der ebenen Oberfla- 
chenbereiche in eine Ruckwartsrichtung und vcrlaufen je- 
weils zwei der ebenen Oberflachenbereiche aneinander an- 
schiieBcnd und gcgcncinandcr abgcwinkclt in Vbrwartsrich- 15 
tungen. Vorzugsweise endet dabei der in die Ruckwartsrich- 
tung verlaufende Oberflachenbereich in einetn geringeren 
Abstand zur Mitlclcbcnc als die Umhullung der Infrarot- 
StrahlungsqueUe. 

Bei einer Weiterbildung fiihren zwei der in Riickwarts- 20 
richtung verlaufenden ebenen Oberflachenbereiche, jeweils 
einer von beiden Schenkeln, an der Mittelebene zusammen 
und schlieBcn einen Winkel zwischen sich ein, der groBer 
als 90° ist, insbesondere groBer als 135°. Durch die flache 
Ncigung dicscr Oberflachenbereiche gegen cine zur Mittcl- 25 
ebene senkrechte Ebene wird gewahrleistet, daB die reflek- 
tierte StrahJung eine moglichst geringe Anzahl von Refie- 
xioncn durchlauft. Wcilcrhin wird vermicden, daB in Rich- 
tung des in Ruckwartsrichtung verlaufenden Oberflachenbe- 
reichs emittierte Strahlung durch Mehrfachreflexion den- 30 
noch wieder auf die Umhullung trifft. Besonders bevorzugt 
wird eine Ausgestaltung, bei der die schwache Neigung des 
in Ruckwartsrichtung verlaufenden ebenen Oberflachenbe- 
reichs gegen die zur Mittelebene senkrechte Ebene groB ge- 
nug ist, um auch nahc dcr Mittelebene auftreffende, von dcr 35 
StrahlungsqueUe emittierte Strahlung an der Umhullung 
vorbeizuleiten. Ilierbei ist der Neigungswinkel bzw. der 
Schcitclwinkcl zwischen den Schenkeln auf den Abstand 
des Scheitels zur Infrarot-StrahlungsqueUe und auf die Form 
und GroBe der Umhullung, insbesondere den Durchmesser 40 
der Umhullung, abgestimmt. 

Bei einer anderen bevorzugten Weiterbildung nehmen die 
beiden Schenkel im Querschnitt einen evolventenformigen 
Verlau f, wobei die Krummungsstarke vom Scheitel aus ge- 
schen abnimmt. Vorzugsweise setzen die Evolvcntcn am 45 
Scheitel an und enden etwa an der am weitesten in Vorwarts- 
richtung liegenden Stelle der Schenkel. Der evolventenfor- 
migc Vcrlauf kann insbesondere auch mit einer Mchrzahl 
von ebenen Oberflachenbereichen des Reflektors angena- 
hert verwirklicht werden. Die evolventenformige oder evol- 50 
ventenartige GeslalLung des Refleklorprofils stelll einen gu- 
ten KompromiB zwischen den hervorragenden Konzentrati- 
ons- und Bundeiungseigenschaften parabolischer Reflekto- 
ren und der Vermeidung von Riickreflexionen auf die Um- 
hullung der Infrarot-StrahlungsqueUe dar. Bei einer Variante 55 
des erfindungsgemaBen Reflektors wird ein sich nahe der 
Mittelebene evolventenartig erstreckender Oberflachenbe- 
reich mit einem in groBerem Abstand zur Mittelebene in 
Vorwartsrichtung verlaufenden Oberflachenbereich kombi- 
niert, der eine parabolische Krummung aufwcisL. 60 

Insbesondere zur Bcstrahlung groBer Objcktflachcn ist 
bei einer Weiterbildung der erfindungsgemaBe Lampen- und 
Reflektoranordnung eine Mchrzahl der Kombinationen mit 
Reflektor und Infrarotlampe nebeneinander angeordnet, wo- 
bei die Langsachsen der Infrarotlampcn parallel zueinander 65 
vcrlaufen. Dabei konnen die Reflektorprofiie der einzclncn 
Kombinationen unlerxchiedlich ausgestaltet sein. Insbeson- 
dere konnen auch die ReHektorschenkel am Rande der An- 


542 A 1 

4 

ordnung asymmetrisch zu den jeweiligen Reflektorschen- 
kcln dcrselbcn Lampen- und Rcflektorkombinalion ausge- 
staltet sein. 

Falls die Anordnung mindestens drei der Infrarotlampen- 
und Rcflcklorkombinationcn aufweist, hat vorzugsweise je- 
weils die Infrarodampe der am Rande der Anordnung lie- 
genden {Combination eine groBere Strahlungsleistung, ins- 
besondere cine um einen Faklor groBer oder gleich 1,5, gro- 
Bere Strahlungsleistung. Auf diese Weise wird der oben be- 
schriebene unstetige Verlauf der Bestrahlungsstarke mit zu- 
nehmendem Abstand von der Mittelebene noch weiter aus- 
gepragt. Am Rande des konzentrierten Strahlungsbiindels, 
das fur die Beslrahlung von Objekten genutzt werden soil, 
kann die Bestrahlungsstarke gleich groB, oder sogar groBer 
sein als im Zcntralbcrcich des Strahlungsbundels. In lctzle- 
rem Fall sind daher Warmeverluste am Rande des zu be- 
strahlenden Objekts bzw. des zu bestrahlenden Bereichs 
kompensicrbar. 

Vorzugsweise werden als strahlungsdurchlassige Umhul- 
lung der Infrarot-StrahlungsqueUe rohrformige Umhiillun- 
gen, insbesondere Quarzglasrohren, verwendeL, wobei die 
Offnungsbreite des Reflektors etwa doppelt so groB wie der 
AuBendurchmesser wie der Umhullung isL 

1st, je nach Anwendung der erfindungsgemaBen T>ampen- 
und Reflektoranordnung, noch Bcdarf fur cine Zwangskon- 
vektions-Kuhlung, so wird vorgeschlagen, mit einer solchen 
die Umhullung und die Reflektoroberflache von der Lam- 
pcnscilc aus zu kiihlcn. Zusatztich kann cine Kiihlung der 
Reflektoroberflache von der anderen Seite der Reflektor- 
oberflache aus vorgenommen werden. Fiir eine derartige 
Kiihlung kommen als Kiihlmedien nicht nur Gase, sondem 
auch Flussigkeit^p in Betracht. 

Wird der Luftstrom oder ein anderer Fluidstrom etwa in 
Langsrichtung des rinnenartigen Reflektorraumes gefiihrt, 
in wclchcm sich die rcflckti encoder die in Richtung des Re- 
flektors emittierte Strahlung ausbreitet, so hat die erfin- 
dungsgemaBe Anordnung gegenuber einer Anordnung mit 
trapczforrnigem Rcflcktorprofil den Vortcil, daB groBere 
Luftstrome zwischen der Umhullung und der Reflektorober- 
flache hindurchgefuhrt werden konnen. 

Alternau'v wird vorgeschlagen, den LufLstrom quer zur 
Langsrichtung der Infrarotlampe- und Reflektorkombina- 
tion zu fiihren, wobei der Luftstrom zumindest teilweise 
durch einen Zwischenraum zwischen der Umhullung und 
dem Scheitel des Reflektors gefiihrt ist. BcvorzugtcrmaBcn 
sind dabei die Abmessungen des Zwischenraumes und die 
Starke des Luftstromes derart aufeinander abgestimmt, daB 
zumindest im Bcrcich des Zwischenraumes Luftwirbcl auf- 
treten. Im Vergleich zu wirbellosen Stromungen findet dabei 
ein schneUcrer Warmeubergang von der Umhullung und/ 
oder der Reflektoroberflache auf die vorbeistromende Luft 
statt. Eine Wirbclbildung im Bereich des Reflektorscheitels 
ist vorteilhaft, da sich in diesem Bereich die Umhullung in 
geringem Abstand zu der Reflektoroberflache befindet bzw. 
da sich die Reflektoroberflache in diesem Bereich in gerin- 
gem Abstand zu der Infrarot-StrahlungsqueUe befindet. Hine 
effektive Kiihlung in diesem Bereich ist daher besonders 
wichtig. 

Besonders zweckmaBig ist die Kombination einer Infra- 
rotlampe mit einem erfindungsgema'B gestalteten Reflektor- 
profil, wenn die Infrarotlampe derart ausgcbildct und bc- 
treibbar ist, daB ein spektrales Strahldichte- Maximum der 
emitticrten Strahlung im Wellenlangen bereich des nahen Tn- 
frarol liegt. Unter naheui Tnfrarot wird der Wellenlangen be- 
reich vcrstanden, dcr zwischen dem sichtbarcn Wcllenlan- 
genbercich und 1,4 pm liegt. Besonders bevorzugt wird die 
Verwendung einer Infrarotlampe, die bei Oberflachentempc- 
raturen der Infrarot-StrahlungsqueUe von 15(X)K oder gro- 
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Ber, insbesondere bei 2900 K oder groBer, betrcibbar ist. 

Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuhrungsbcispic- 
len naher beschrieben. Dabei wird Bezug auf die beigefugte 
Zeichnung genommen. Die Erfindung ist jedoch nicht auf 
dicsc Ausfuhrungsbcispicle bcschrankl. Die cinzclncn Figu- 
ren der Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel fiir die erfindungs- 
gcmaBc Lainpcn- und Reflcktoranordnung im Qucrschnilt 
und 

Fig. 2 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel im Querschnitt 
mit vier Tnfrarotlampen- und Refiektorkombinationen, die 
parallel versetzt nebeneinander angeordnet sind. 

Fig. 1 zeigt eine Lampen- und Reflektoranordnung 1 mit 
einer Infrarotlampe 2, die einen Gluhfaden 5 aufweisl, der 
sich cn Liang cincr Zcnlrurnslinic einer Quarzglasrohrc 4 cr- 
streckt. Die Quarzglasrohre 4 bildet eine strahlungsdurch- 
lassige Umbiiliung des Gluhfadens 5. Der Gluhfaden 5 ist 
insbesondere ein Wolfram faden. Wcitcrhin weisl die Lam- 
pen- und Reflektoranordnung 1 einen Reflektor 3 auf. Samt- 
liche beschriebenen Anordnungsteile ers tree ken sich in zur 
Bildebene senkrechter Richtung bei im wesentlichen unver- 
andertem QuerschnittsproflL 

Der Reflektor 3 weist einen Scheitel 10 auf, der sich in ei- 
ner Mittelebene der Infrarotlampe 2 befindet. Die Mittel- 
ebene, die aus Griindcn der t Jbcrsichtlichkcit nicht in Fig. 1 
eingezeichnet ist, bildet eine Symmetrieebene fur den Re- 
flektor 3 und die Infrarotlampe 2. Eine Mittelebene 9 einer 
ahntichen Lampen- und Rcflcktorkombination ist in Fig. 2 
dargestellt. 

Im Querschnittsprofil verlauft jeder der beiden sich an ei- 
ner Seite der Mittelebene erstreckenden Schenkel des Re- 
flektors 3 zunachst in eine von einer Vorderseite 8 der Lam- 
pen- und Reflektoranordnung 1 wegweisende Richtung 
(Ruckwartsrichtung). In diesem Bereich, wie auch in ande- 
rcn Bcrcichcn, ist die Rcflcktorobcrflachc als cbene Flachc 
ausgebildet. 

Im weiteren Verlauf der beiden Schenkel des Reflektors 3 
schlicBt sich jewcils ein wcitcrcr, in Ruckwartsrichtung vcr- 
laufender Oberflachenbereich an und wiederum daran 
schlieBen jeweils drei weitere ebene Oberflachenbereiche 
an, die jedoch jeweils in eine Vorwartsrichtung, in Richtung 
der Vorderseite 8, verlaufen. Die aneinander anschlieBenden 
ebenen Oberflachenbereiche sind jeweils gegen ihre Nach- 
bam abgewinkelt, so daB die Schenkel insgesamt annahernd 
einen bei glcichcr Krummungs richtung urn die Quarzglas- 
rohre 4 von der Riickseite zur Vorderseite herumfuhrenden 
gekrummtcn Verlauf nehmen. Von dem Scheitel 10 aus ge- 
schen ist der Verlauf der Schenkel ab dem zweiten ebenen 
Oberflachenbereich etwa evolventenformig, wobei die 
Krummungsstarke der angenahcrtcn Evolvente im Verlauf 
von dem Scheitel 10 bis zu den an der Vorderseite liegenden 
Enden abnimmt. Am Scheitel 10 ist der Ubergangsbereich 
zwischen den beiden im Bereich der Mittelebene ansetzen- 
den ebenen Oberflachenbereichen abgerundet. 

Beispielhaft sind in Fig. 1 die Ausbreitungsrichtungen 
von einigen der von dem Gluhfaden 5 emittierten Strahlen 
dargestellt. Ein in Ruckwartsrichtung ernittierter Strahl wird 
beispielsweise zweimal von dem Reflektor 3 reflektiert. Er 
trifft zum Beispiel auf den zweiten ebenen Oberflachenbe- 
reich des linken Schenkels und wird dort zum ersten Mai re- 
flektiert, so daB cr auf das wcitcr von der Mittelebene cnt- 
fernt licgendc Ende des vierten ebenen Oberflachenbcreichs 
tritTt. Dort wird er zum zweilen Mai reflektiert, so daB er 
sich annahernd parallel zu dem fiinflen ebenen Oberflachen- 
bereich in Richtung der Vorderseite 8 ausbreilet. Aus diesem 
Grund ist der Strahl ein Randstrahl, der in Fig. 1 mil I bc- 
zeichnet ist. Dieser Randstrahl I deflniert etwa den Rand des 
von der Lampen- und Reflektoranordnung 1 abgcstrahllen 
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Strahlungsbundels, das auf einer ebenen, zur Mittelebene 
senkrecht stchenden Bcstrahlungsflachc cine raumlich etwa 
konstante Bestrahlungsstarke hat. AuBerhalb des Strah- 
lungsbundels, d. h., rnit weiler zunchmendem Abstand zur 
5 Mittelebene fallt die Bestrahlungsstarke dagegen stcil ab. 
In Fig. 1 ist noch ein weiterer in Ruckwartsrichtung ernit- 
tierter Strahl dargestellt, der zweifach von dem rechten 
Schenkel des Reflektors 3 reflektiert wird. Dicscr Strahl falll 
dichter als der andere, von dem linken Schenkel reflektierte 
10 Strahl an der Mittelebene auf den zweiten ebenen Oberfla- 
chenbereich, wird von diesem in Richtung des naher an der 
Mittelebene liegenden Endes des funften ebenen Oberfla- 
chenbereichs reflektiert und wird dort in eine Vorwartsrich- 
tung reflektiert, die etwa parallel zu der Ausbreitungsrich- 
15 tung des Randsirahls I ist. Wcitcrhin sind in Fig. 1 noch in 
Vorwartsrichtungen emittierte Strahlen dargestellt, die kei- 
ner Reflexion durch den Reflektor 3 unterliegen. 

Fig. 2 zeigt cine Lampen- und Reflektoranordnung 11 mit 
insgesamt vier Lampen- und Reflektorkombinationen, die 
20 jeweils die gleiche geometrische Gestaltung haben. Der je- 
weilige Reflektor 13 weist im Unterschied zu dem Reflektor 
3, der in Fig. 1 dargestellt ist, pro Schenkel nur drei ebene 
Oberflachenbereiche 14, 15 auf. Nur der Oberflachenbereich 
15 verlauft in eine Ruckwartsrichtung. Die Oberflachenbe- 
25 rcichc 15 der beiden Schenkel cincs Reflektors 13 schlieBen 
am Scheitel 10 des Reflektors 13 einen Scheitelwinkel a 
zwischen sich ein, der etwa 136° betragt. Der zweite ebene 
Oberflachenbereich 14 definicrt die Richlungsumkchr von 
dem in Ruckwartsrichtung verlaufenden Teilstiick des 
30 Schenkels in eine Vorwartsrichtung. Er schlieBt mit der Mit- 
telebene 9 bzw. mit einer parallel zu der Mittelebene 9 ver- 
laufenden Ebene^einen Umkehrwinkel y ein, der etwa 65° 
betragt. Die dritten ebenen Oberflachenbereiche 14 zweier 
benachbarten Reflektoren 13 schlieBen zwischen sich einen 
35 AnschluBwinkcl p cin, der etwa 50° betragt. Dabci crstrck- 
ken sich die dritten ebenen Oberflachenbereiche 14 soweit 
in Vorwartsrichtung, daB sich der gesamte Gluhfaden 5 der 
Infrarodampcn 2 zwischen den Schcnkcln befindet. Der An- 
schluBbereich, in dem die dritten ebenen Oberflachenberei- 
40 che 14 der benachbarten Reflektoren 13 ineinander iiberge- 
hen, ist abgerundet. Die OfTnungsbreile der einzelnen Re- 
flektoren 13, d. h. der Abstand zwischen den Enden der drit- 
ten ebenen Oberflachenbereiche 14, die im abgcrundeten 
AnschluBbereich bzw. im abgerundeten Randbereich liegen, 
45 betragt etwa das Doppcltc des AuBcndurchmcsscrs einer der 
Quarzglasrohren 4. 

Die in Fig. 2 gezeigte Lampen- und Reflektoranordnung 
11 wird durch cine nicht dargcstclitc Kuhlcinrichtung durch 
Zwangskonvektions-Kuhlung luftgekuhlt. Der Luftstrom 
50 erstreckt sich quer zur Langsrichtung der Anordnung. Er 
verlauft somit etwa in Bildebene der Fig. 2. In dem Reflek- 
torraum des am weitesten rechts in Fig. 2 dargestcllten Re- 
flektors 13 sind beispielhaft Stromlinien des Luftstromes 
dargestellt. Der Luftstrom tritt von rechts kommend in den 
55 Zwischenraum zwischen der UmhuLlung 4 und dem rechten 
Schenkel des Reflektors 13 ein. Im Eintrittsbercich verlauft 
die Luftstrornung noch schwach turbulent. Der im Bereich 
des Schcitels 10 geringere Abstand zwischen der Umhul- 
Lung 4 und dem Reflektor 13 bewirkt jedoch, daB die Luft- 
60 stromung in diesem Bereich stark turbulent wird und Wirbel 
aufweist, wie durch Pfcilc dargestellt ist. Die lokal auf die- 
sen Bereich begrenzte Verwirbelung fuhrt zu einem beson- 
ders guten Warmeubcrgang, so daB der fur die Kuhlung kri- 
tische Bereich ausreichend gekiihll wird. Der Bereich uin 
65 den Scheitel 10 kann einerseits von der Inncnscite des Re- 
flektors nicht so gut gekuhlt werden wie der Bereich um den 
zweiten ebenen Oberflachenbereich 14 und empfangl ande- 
rerseits mehr Strahlungsenergie pro Oberflacheneinheit als 
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die anderen Bereiche des Reflektors 13, da er naher an dem 
Gluhfadcn 5 liegt. 

Durch die erfindungsgemaBe Lampen- und Reflektoran- 
ordnung wird im Vergleich zu bekannten Anordnungcn, ins- 
bcsondcrc mil trapczfbnmgcm Rcflcklorprofil, cin gcringc- 
rer Anteil der in Ruckwartsrichtungen emitlierten Strahlung 
wieder in Richtung der Strahlungsquelie und der UmhiilJung 
rcncklicrt. Dadurch wird cincrscits wcnigcr Slrahlungscncr- 
gie in der Strahlungsquelie und der Umhullung absorbiert 
und wird andercrseits ein geringerer Anteil der Strahlung 
von der Umhullung in Richtungen gestreut, d. h. durch Bre- 
chung in Richtungen gelenkt, die weit von der durch die 
Mittelebene definierte Richtung abweichen. Dadurch kann 
der Kuhlungsbedarf verringert werden und wird ein groBe- 
rcr Anteil der Su*ahlung in Richtung der Objcktc abgegeben, 
die bestrahlt werden sollen und die iiblicherweise etwa sym- 
metrisch zur Mittelebene angeordnet werden. Bei gleicher 
Lampcnlcistung ist dahcr die Bcstrahlungsleistung groBer. 
Weiterhin wird eine groBere Lebensdauer der Infrarotlampe 
erreicht, da die Temperatur der Strahlungsquelie nicht durch 
Higenanstrahlung erhoht wird und die Umhullung geringe- 
ren thermischen Wechselbelastungen ausgesetzt ist. 

Bezugszeichenliste 

1 Lampen- und Reflektoranordnung 

2 Infrarotlampe 

3 Reflektor 

4 Quarzglasrohre 

5 Gliihfaden 

6 reenter Schenkel 

7 linker Schenkel 

8 Vorderseite 

9 Mittelebene 

10 Schcitcl 

11 Lampen- und Reflektoranordnung 

13 Reflektor 

14 cbener Obcrflachcnbcrcich 

15 ebener Oberflachcnbereich 
I Randstrahl 
a Scheitelwinkel 
P AnschluBwinkel 
y Umkehrwinkel 
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1. Lampen- und Reflektoranordnung (1; 11) zur Be- 
strahlung von Objcktcn in Richtungen cincr Vorder- 
seite (8) (Vorwartsrichtungen) der Anordnung, insbe- 
sondere zur Strahlungserwarmung von Objckten, mit 50 
einer Kombi nation, die folgendes aufweist: 

eine Infrarotlampe (2), die eine langgestreckte 
Infrarot-StrahlungsqueLle (5) zur Emission von 
InfrarotsLrahlung und eine langgestreckte strah- 
lungsdurchlassige Umhullung (4) der Infrarot- 55 
Strahlungsquelie (5) aufweist, und 
- einen Reflektor (3; 13) zur Reflexion von nicht 
in Richtung der Vorderseite (8) emittierter Strah- 
lung der [nfrarot-Strahlungsquelle (5), der sich 
entlang der Infrarotlampe (2) in deren Langsrich- 60 
tung crstrcckt, wobci die rcflckticrcndc Reflektor- 
oberflache des Reflektors (3; 13) quer zur Langs- 
richtung ein zweischenkliges, sich beidseitig einer 
Mittelebene (9) der Infrarotlampe (2) erstrecken- 
des Querschnittsprofil aufweist, gemaB dem die 65 
Schenkel der Reflektoroberflache von einem in 
der Mittelebene (9) liegenden Scheitel (10) aus 
zunachst in ruckwartige, von der Vorderseite (8) 


der Anordnung wegweisende Richtungen (Ruck- 
wartsrichtungen) vcrlaufen, im weilercn Vcrlauf, 
mit zunehmendem Abstand zur Mittelebene je- 
doch umkehren und in Vorwartsrichtungen ver- 
laufen. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Schenkel 
der Reflektoroberflache beidseitig der Mittelebene (9) 
so weit in Vorwartsrichtungen vcrlaufen, daB sich zu- 
mindest Teile der Infrarot-Strahlungsquelle (5) zwi- 
schen den Schenkeln befinden. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
Schenkel jeweils zumindest zwei ebene Oberflachen- 
bereiche (14, 15) aufweisen, die sich in Langsrichtung 
der Infrarot-Strahlungsquelle (5) erstrecken und die ge- 
rade Tcilslucke des Qucrschnittsprofils derinicrcn, wo- 
bei jeweils zumindest einer (15) der Oberflachen berei- 
che in eine Riickwartsrichtung verlauft und jeweils zu- 
mindest cincr (14) der Oberflachenbereiche, in groBc- 
rem Abstand zu der Mittelebene (9), in eine Vorwarts- 
richtung verlauft. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, wobei jeweils einer 
(15) der ebenen Oberflachenbereiche in eine Ruck- 
wartsrichtung verlauft und jeweils zwei (14) der ebe- 
nen Oberflachenbereiche aneinander anschlieBend und 
gcgcncinandcr abgcwinkclt in Vorwartsrichtungen vcr- 
laufen. 

5. Anordnung nach Anspruch 3 oder 4, wobei zwei 
(15) der in Ruckwartsrichtungen vcrlaufcndcn ebenen 
Oberflachenbereiche, jeweils einer von beiden Schen- 
keln, an der Mittelebene (9) zusarnrnenfuhren und ei- 
nen Winkel (a) zwischen sich einschlieBen, der groBer 
als 90° ist, insbesondere groBer als 135°. 

6. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wo- 
bei die beiden Schenkel im Querschnitt einen evolven- 
tenfbrmigen Vcrlauf nchmcn, wobci vom Schcitcl aus 
gesehen die Krummungsstarke abnimmt. 

7. Anordnung nach Anspruch 6, wobei die Evolventen 
am Schcitcl ansctzen und etwa an der am wcitcstcn in 
Vorwartsrichtung liegenden Stelle der Schenkel enden. 

8. Anordnung nach einem der Anspriiche 1-7, wobei 
eine Mehrzahl der Kombinationen mit Reflektor (13) 
und Infrarotlampe (2) nebeneinander angeordnet ist, 
wobei die Langsachsen der Infrarotlampe (2) parallel 
zueinander verlaufen. 

9. Anordnung nach Anspruch 8, wobci die Anordnung 
mindestens drei der Infrarotlampen- und Reflektor- 
kombinationen^ aufweist und wobei jeweils die Infra- 
rotlampen (2) der am Randc der Anordnung liegenden 
Kombi nation eine groBere, insbesondere eine um einen 
Faktor groBer oder gleich 1,5, groBere S Irani ungslci- 
stung hat. 

10. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 9, wobci 
die strahlungsdurchlassige Umhullung (4) der Infrarot- 
Strahlungsquelle (5) rohrformig ist und wobei die OfT- 
nungsbreite des Reflektors (3; 13) etwa doppelt so groB 
wie der AuBendurchmesser der Umhullung (4) ist. 

11. Anordnung nach einem der Anspriiche 1-10, mit 
einer Luftstrom-Kuhleinrichtung zur Zwangskonveku- 
ons-Kuhlung der Umhullung (4) und der Reflektor- 
oberflache. 

12. Anordnung nach Anspruch 11, wobci der Luft- 
strom etwa in Langsrichtung der Infrarotlampen- und 
Reflektorkombinationen gefuhrt ist. 

13. Anordnung nach Anspruch 11, wobei der Lufl- 
slrom quer zur Langsrichtung der Infrarotlampen- und 
Reflektorkombi nation und zumindest teilweisc durch 
einen Zwischenraum zwischen der Umhullung (4) und 
dem Scheitel (10) des Reflektors (13) gefuhrt ist. 
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14. Anordnung nach Anspruch 13, wobei die Abmcs- 
sungcn dcs Zwischcnrauins und die Starke des Lufl- 
stromes derarl aufeinander abgestimmt sind, dafi zu- 
mindest im Bcrcich dcs Zwischenraumes Luftwirbel 
auflrcten. 5 

15. Anordnung nach einem dcr Anspriiche 1 14, wo- 
bei die Infrarotlampe (2) derarl ausgebildet und be- 
treibbar isl, daB cin spekLrales Strahldichtc-Maximum 
der emittierten Strahlung im Wellenlangenbereich des 
nahen Infrarot uegt. 10 
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